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その結果，洗浄性能を向上させる方法を見出した．   
以上のように，本論文は，半導体洗浄装置の製造に対して大きな寄与をするばかりでなく，閉領域内
の流れの渦構造に関して新しい知見を与えるものであり，流体力学への寄与も少なくない．したがって，
本学位論文は，博士（工学）に値する内容と考える． 
